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NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
尚，NUBICベンチャークラブ特別会員，一般会員にはすでにお知らせしています。

ポリイミド薄膜のダイヤフラム製造方法表 題

機械製品（マイクロマシン，ＭＥＭS）のアクチュエーターおよびセンサー適用製品

マイクロマシン等でアクチュエーターとして使用するための膜厚が非常に小さいポリイミド

薄膜の製造方法を提供する。

目 的

マイクロマシンでは，小型でありながら大きな変位が実現できるアクチュエーターが必

要とされる。  ポリイミドは高分子材料でありながら機械的な性質が優れているため，厚さ

が十分小さな薄膜が製作できると，微小なサイズであっても大きな変位が実現できる。

加工法として，まずポリイミドの前駆体溶液を低速および高速なスピンコートによりシリコ

ン基板の上に薄い膜状にする。

次に，イミド化するために加熱するが，速くかつ均一に加熱するためにホットプレートを

使用して3段階に加熱する。

最後に，基板であるシリコンをポリイミド膜のない側から，ハロゲンガスを使用したＩＣＰド

ライエッチングにより除去し，ダイヤフラム化することができる。

技術概要

技術移転等をご希望の場合は，下記事項をご記入の上，本用紙にてお申込みください。
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